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Amplification de la contrainte créée par la pression par un bras de levier et la section nanométrique des jauges => sensibilité accrue
Technologie planaire compatible avec la fabrication de capteurs inertiels
Protegé par un brevet LETI
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Conception et simulation du capteur
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« Amplificateur faible bruit

Profil de vitesse simulé dans une fente d’épaisseur 1um s
Source de courant controlé

soumise a une fluctuation de pression harmonique (f=1kHz).
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